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웨이퍼 면방위 측정용 홀더 및 이를 포함하는 
측정 장치

l 특 허 번 호 : 10-2012-0128253 l 보 유 기 관 : 한국표준과학연구원

l 패밀리정보 : 없음

l 패키징특허 : 없음

 기술개요

Ÿ 웨이퍼의 면방위 측정시 웨이퍼의 측정 기준면을 웨이퍼의 표면으로 하고, 웨이퍼의 표면 수직축과 웨이퍼를 회전시키는 
측정 장비 회전축의 편심을 고려한 웨이퍼 면방위 측정용 홀더 및 이를 포함하는 측정 장치임

Ÿ 활용처 : 반도체, LED 소자

기존 한계점 기술 차별점

Ÿ LED소자는 사파이어로 되는 웨이퍼의 표면에 갈륨, 
나이트라이드(GaN) 등을 증착하여 제조하게 되는데, 
사파이어의 결정방향에 따라 증착되는 LED물질의 
소자특성이 달라짐

Ÿ 홀더의 회전축이 웨이퍼의 표면 수직축과 평행하고, 
웨이퍼의 기준 방향이 정확하게 설정되어 있다는 가정 
하에 측정이 이루어지기 때문에 면방위 측정에 오차가 
발생할 가능성이 큼

Ÿ 웨이퍼의 표면 수직축에 대하여 웨이퍼를 회전시키는 
회전축의 편심을 고려하여 웨이퍼의 면방위 측정이 
가능

Ÿ 홀더를 통해 웨이퍼를 진공 흡착하여 고정시켜 면방위 
측정의 기준면을 웨이퍼 표면으로 함으로써 기존의 
측정 장치에 비해 보다 정밀한 웨이퍼의 면방위 측정이 
가능함

세 부 내 용 대표 이미지

Ÿ 웨이퍼의 면방위 측정 시 웨이퍼 표면을 진공 
흡착함으로써 웨이퍼의 측정 기준면을 웨이퍼의 
표면으로 하며, 웨이퍼와 홀더가 맞닿는 곳에 X선이 
조사될 수 있는 홈으로 홀더의 상하 움직임이 없이 
측정이 가능

Ÿ 웨이퍼의 기준 앳지를 측정 기준방향으로 설정할 수가 
있는 웨이퍼 면방위 측정용 홀더 및 이를 포함하는 
측정장치
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